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我々はこれまで低コヒーレント光源を用いた

ホログラフィによる屈折率・厚さ分布の同時計

測法を提案してきた 1)．通常のホログラフィは

干渉縞を記録するという基本的原理から，レー

ザなどの高コヒーレント光が必要であり，照明

光下などの一般的な環境においてはホログラム

の記録が困難である．そこで，インコヒーレン

ト照明下のフーリエホログラムの記録を可能に

する手法が提案されている 2)．しかし，この手

法は空間光変調器を用いた複雑な光学系を用い

る必要がある．そこで，本研究では簡易な回転

シアリング干渉計を用いた単一露光インコヒー

レントフーリエホログラム取得法を提案する．

Fig. 1に示すような回転シアリング干渉計を

用いて，直角プリズム 2に光軸を中心としてシ

ア角 θの回転を与える．撮像素子面において記

録するホログラム，すなわち，干渉場の強度分

布 I(ξ, η)は
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とあらわされる．ここで，kは波数，P(x, y)は

インコヒーレント物体の強度分布であり，∆z，

z0 はそれぞれ，2つの光路の物体–撮像素子間

距離の差，調和平均である． 式 (1) は ∆z = 0

のとき，第 2項であらわされるインコヒーレン

ト物体の余弦変換が加わった形の干渉縞が得ら

れることを示している．また，プリズムを走査

し ∆z=-λ/4とすると正弦変換が得られる 3)．こ

こで，λは波長である．得られた余弦変換と正

弦変換はフーリエ変換の実部と虚部に相当し，

フーリエホログラムを取得できる．次に，回転

Fig. 1: Rotational shearing interferometer

Fig. 2: The optical setup for recording incoherent
Fourier hologram: EWP, eighth wave plate; PBS, po-
larizing beam splitter; BS, beam splitter.

シアリング干渉計を用い，単一露光インコヒー

レントフーリエホログラムを取得できる光学

系を Fig. 2に示す．λ/8板を直角プリズム 1の

直前に配置することにより，水平偏光成分では

片側の光路に対して π/2の位相遅延すなわち，

∆z = −λ/4となる光路差を与えることができ
る．それにより，垂直偏光成分と水平偏光成分

でそれぞれ，インコヒーレント物体の余弦変換

Ic(ξ, η)と正弦変換 Is(ξ, η)が得られる．2台の撮

像素子によるこれらの同時記録により単一露光

インコヒーレントフーリエホログラムを取得で

きる．
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